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N 1 Informations QUALITATIVE




Corrélation d’image numériques (Digital Image Correlation : DIC)

Introduction

De plus en plus|Informations QUANTITATIVES

In-situ tensile test, Qiwei SHI, EDF R&D MMC / LMT




Corrélation d’image numériques (Digital Image Correlation : DIC

n-situ tensile test, Qiwei SHI, EDF R&D MMC / LMT




Corrélation d’image numériques (Digital Image Correlation : DIC)
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2) Detection et correction
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Formation d’une image en MEB

Echantillon

Imperfections



Imperfection de balayage

- Déviation de faisceau / échantillon
- Mauvaise calibration

.

Imperfections 10




2) Détection et correction
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Chaque ligne de balayage est correcte mais
sa position dans l'espace peut étre corrigée

¥




Une image insuffisante pour correction

Echantillon

Echantillon réel

Image obtenue

Correction

Echantillon

Défauts de balayage
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Multiplier les images ?

Défauts non complétement aléatoire
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Changer les conditions d’acquisition

Scan 0°

I Scan 90° I

- Lignes correctes
- Position des lignes a corriger

- Colonnes correctes
- Position des colonnes a corriger

Correction
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Correction

Scan 0° I Scan 90° I

Correction



Correction

Scan 0° I Scan 90° I

Correction
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I Scan 90° I

Scan 0°

Correction




Correction

Scan 0° | Scan 90° |

Connaissance des déformations

Correction simple, rapide et efficace
permettant de se rapprocher de I'image réelle




Correction

Scan 0° | Scan 90° |

Connaissance des déformations

Correction simple, rapide et efficace
permettant de se rapprocher de I'image réelle
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1) Formation d’une image en MEB et ses imperfections

2) Deétection et correction

3) Exemple
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Echantillon

Fabrication

Echantillon fourni par LMS :
- Démouillage de film d’or sur Si
- Taille de bille visée : 50nm

Observation

HV : 20kV / Curr : 0,40
WD : 4mm

Mag : = x8000

Res : = 3000x2200




Découpage zone d’intérét
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Découpage zone d’intérét
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Découpage 7zone d’lntérét
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Découpage zone d’intérét

Différence initiale entre les deux images [
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Correction ligne par ligne
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Différence initiale entre les deux images

Différence apres correction

500 G 05

T 5 ) A g v
X i B 3 WA W e
e A TSR AN T T 25y
v - “ 3 EF
1000 B Ty ; o 2 fla
it 2 < g 0
N . X R R e, 1
Sy 82 - n. 7 .‘-. N S

SR ARt LT BB 53 AL SR -

ORI Y SRR .
1500 keteid e it

- G 3 Y. iy o

: S VR B igdae s GRS

. ) Wt st B % > .'. N '.v_ e ~

.. ’ v -.. 2 7 ‘

500 1000 1500

500 |
1000 ¢

1500f ¢

_-f_'._ﬁés moy : = 0,05 ‘
500 1000 1500

D Exemple %



Image finale
Différence ini R rection
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Conclus
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- Observation MEB : Imperfections des balayages
- Déviation faisceau / échantillon
- Analyse guantitative

- Proposition d’une correction simple, rapide et efficace

Image finale
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Merci1 pour votre attention




